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扫描电子显微镜校准和测量能力：

测量仪器名称：扫描电子显微镜

校准参量：长度

校准方法：扫描电子显微镜校准规范 JJF 1916-2021

测量范围： 0.1μm~10μm

扩展不确定度：U re l=2.5%

标准样品简介

型号： S1000nm

标准样品实物图，被测区域位于单晶硅片中央的图形区域

包装及外观照片
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二维正交栅格，线距分别为 40μm、20μm、10μm

二维分离栅格，线距为 5μm



二维分离栅格，线距分别为 2μm、1μm

一维栅格，线距分别为 500nm、200nm、100nm



格栅标样校准证书





标准规范简介

封面



目录



校准实例

 扫描电子显微镜型号：SU8100

 校准需求：测长示值误差（100 nm、1 μm、10 μm）、图像畸变、线性失真度

 校准地点：福建省三明市永安市贡川镇水东园区 21号微区室 314室



测长示值误差示例：100 nm（100000X）、原始数据及数据测量







测长示值误差示例：1μm（10000X）、原始数据及数据测量



图像畸变示例：10 μm（1000X）、原始数据及数据测量



线性失真度示例：10 μm（1000X）、原始数据及数据测量







扫描电子显微镜校准证书样式：



 校准证书封面

 校准证书结果内页









资格和能力：

本中心校准扫描电子显微镜能力已于 2022 年 2 月 9 日获得 CNAS 认可。





计量比对：

为进一步验证扫描电子显微镜校准能力，实验室参加了中国计量科学研究院主导的一维纳米栅格国家

计量比对（项目编号：2022-B-06），并获得满意结果。

校准人员：

李老师 li.xiaochong@sz.tsinghua.edu.cn

联系地址:深圳市南山区深圳大学城清华校区材料研究院

校准业务咨询:0755-26034629

仪器使用预约平台：http://mdtc.sz.tsinghua.edu.cn/
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